OLYM Pus® Mikroskop cyfrowy
DSX1000

Mikroskop cyfrowy, ktory potrafi wiece;
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Dobrze pomyslane innowacje

Szybka analiza peknieC przy gwarantowanej doktadnosci i powtarzalnosci




Od makro do mikro

» Duzy wybdr obiektywodw, ktére mozna
dobiera¢ do réznych powiekszen,
rozdzielczosci i odlegtosci roboczych od
probki

» System obserwacji pod dowolnym katem

Wiele obserwacji

za jednym kliknieciem

» Szybka zmiana obiektywu i metody
obserwacji za nacisnieciem przycisku

» Wszystkie metody obserwacji sg dostepne
przy wszystkich powiekszeniach

Wysoka wiarygodnos¢

wynikow dzieki gwarantowanej

dokfadnosci i precyzji

» Doktadne pomiary za pomocag
telecentrycznego ukfadu optycznego

» Gwarantowana dokfadnosc i
powtarzalnosé przy wszystkich
powiekszeniach




Od makro do mikro

Obserwacja
ukosna
(+£90°)

~ Maks. odlegtosé
robocza

rmimnnn

Stolik
zmotoryzowany
w osiach XY
z mozliwosciag
obrotu (+90°)

Szeroki
zakres
powigkszen:
od 20X do 7000X

Oferowany przez ten mikroskop zakres powiekszen, od 20X do 7000X, umozliwia prowadzenie wysokopoziomowych obserwacji
przegladowych przy matym powiekszeniu, a nastepnie ptynne powiekszanie detali az do poziomu mikronowego.

Gtebia ostrosci i duza odlegtosé robocza umozliwia swobodne badanie wiekszych probek, a system obserwaciji pod dowolnym katem
pozwala zobrazowac prébke z réznych stron.



Narzedzie, ktore sprosta Twoim wyzwaniom

Inspekcja wstepna oraz analiza na poziomie mikronowym za pomoca jednego systemu

W przesztosci do przeprowadzenia inspekcji potrzebne byty mikroskopy o wysokim i niskim powigkszeniu.
Przenoszenie probek miedzy mikroskopami zajjnowato cenny czas i stwarzato koniecznos¢ czestej regulacji ustawien.

DSX1000

- Lepsze obiektywy zapewniaja
lepsza rozdzielczosé

- Duza odlegtos¢ robocza

- Duza gfebia ostrosci

- Szybka i tatwa wymiana obiektywdéw

DSX1000 Do inspekcji wystarczy Ci jeden, tatwy w obstudze system.

Obrazy o wysokiej rozdzielczosci przy duzym powiekszeniu

Podczas inspekciji probek o nierdwnej Konwencjonalny mikroskop
powierzchni istotne jest zachowanie cyfrowy DSX1000
bezpiecznej odlegtosci miedzy
obiektywem a probka, aby nie

powiekszenia, ale zwykle prowadzi to do AN O = - :

spowodowac uszkodzen. Aby zobaczy¢
obnizenia rozdzielczosci.

szczegoty, konieczne jest zwigkszenie

Obrazy o wysokiej jakosci przy duzym powiekszeniu dzieki zaawansowanemu
uktadowi optycznemu.

DSX1000

Minimalizacja ryzyka zderzenia z prébka DSX1000

Jesli odlegtos¢ miedzy probka a
obiektywem jest zbyt mata, obiektyw - ﬂ _
moze zetkngC sie z prébka podczas g !

analizy i moze dojs¢ do uszkodzen. _ , ) « i

DSX1000 Obserwacja probek o nieregularnej powierzchni bez kolizji z prébka.




Wybor najlepszego obiektywu do danej analizy

Gama 17 obiektywéw, w tym obiektywéw o wyjatkowo duzej odlegtosci roboczej i duzej
aperturze numerycznej, zapewnia elastycznos¢ w uzyskiwaniu réznorodnych obrazéow.

Wiecej informaciji na temat obiektywdw,
patrz strony 27 i 28

Zobacz wszystko, co jest do zobaczenia: powiekszenie od 20X do 7000X

Ptynna zmiana powigkszenia od analizy wysokopoziomowej do szczegdtowej obserwacji — za jednym nacisnigciem przycisku.

20X 100X

2000X



Minimalizacja ryzyka zderzenia z prébka

System DSX1000 oferuje duza gtebie ostrosci i odlegtos¢ robocza, dzieki czemu mozliwe jest prowadzenie obserwaciji probek o
nieregularnej powierzchni przy mniejszym ryzyku uszkodzenia.

Seria SXLOB

Wysoka rozdzielczos¢ i duza odlegtosé robocza w jednym obiektywie

Obiektywy oferujgce wysoka rozdzielczos¢ i duzg odlegtosc roboczg umozliwiajg analize wigkszych prébek o nierdwnej powierzchni,
takich jak czesci samochodowe i maszynowe, ktorych inspekcja za pomoca mikroskopu optycznego stwarzata trudnosci.

Seria XLOB
Doskonata rozdzielczos¢ z aperturag numeryczna 0,95

Mikroskop cyfrowy DSX1000 w petni wykorzystuje zalety obiektywéw mikroskopdw optycznych. Stosowana w nich korekcja aberracii
chromatycznej umozliwia ogladanie drobnych szczegdtow probki.

Seria UIS2



Ogladanie prébki z réoznych stron

Obserwacja ukosna (+90°)

Eucentryczny uktad optyczny zapewnia dobre pole obserwacii
niezaleznie od nachylenia oraz kata obrotu stolika, umozliwiajac
obserwacje probki pod wieloma katami. Dzieki tej elastycznosci
probke mozna obserwowac nie tylko bezposrednio z gory i w
ten sposob wykry¢ trudno dostrzegalne wady.

Obserwacja obrotowa (+90°)

Stolik mozna obracac¢ o 90 stopni, co zwigksza elastycznosc
podczas obserwaciji probki.

+45° +90° -90°




Petna kontrola nad katem obserwaciji

System automatycznie dokumentuje informacje o nachyleniu i Czujnik kata nachylenia
kacie obrotu dla kazdego obrazu.

Ruch stolika obrotowego

Kat nachylenia: 45°

Funkcja mapy mikro

N - o T Motorized stage -

Podczas inspekgcji nie sposdb sie zgubié. System wyswietla w w u
aktualnie obserwowany obszar w kontekscie catego obrazu, —— ————————
nawet w trybie zoomu.

Intuicyjna konsola

Sterowanie stolikiem w osiach XY i Szybki ruch gtowicy zoom za pomoca
napgdem w osi Z za pomocg joysticka Sruby mikrometrycznej



Wiele obserwaciji za jednym kliknieciem

Przesuwana koncowka
obiektywu

\

Jednoetapowa
wymiana

IIIIIIIIIIi_IIIIiIII IIIlIII

o _ Q«
| =

Szybkie
przefaczanie
miedzy
metodami

Szes¢ metod
obserwaciji

BF

Konsola

tatwosé
uzytkowania

OLYMPUS

Mikroskop DSX1000 zapewnia elastycznos¢ pracy i sprawia, ze proces inspekciji przebiega szybciej i jest tatwigjszy. Zmiana
obserwacji sprowadza sie do obrdcenia pokretta, a wybor miedzy szescioma réznymi metodami obserwacji wymaga jedynie
nacisniecia przycisku.



Btyskawiczna wymiana przynosi 0szczednos¢ czasu

Systemy konwencjonalne moga oferowac tylko jedng lub dwie metody obserwacji, co ogranicza mozliwosci obserwaciji probki.
Mikroskop DSX1000 udostepnia wiele metod obserwacii, z ktérych mozna wybraé jedna, najbardziej odpowiednig dla danego
zadania.

Metody obserwacji obstugiwane przez konwencjonalne mikroskopy cyfrowe

Metoda Metoda Metoda
obserwaciji A obserwaciji B obserwacji C

Powigkszenie
obiektywu A

Powigkszenie
obiektywu B

Powigkszenie
obiektywu C

Z reguty wymiana obiektywdw w mikroskopie optycznym jest klopotliwa, a niektdore metody oswietlenia moga nie by¢ obstugiwane.

DSX1000 Wyboér sposrod 6 metod obserwacji i przetaczanie miedzy nimi jednym kliknieciem.
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Szybka i prosta zmiana powigkszenia

W celu zmiany powigkszenia w niektorych mikroskopach cyfrowych konieczna jest wymiana obiektywu. Proces ten moze zajmowac
duzo czasu, a przy kazdej takiej wymianie moze by¢ konieczne odtgczenie kabla kamery i ponowne uruchomienie oprogramowania.
Podczas tego procesu obserwowany obiekt moze ,uciec” z pola widzenia, a nawigacja do prawidtowego miejsca zajmuje dodatkowy
czas. Mikroskop DSX1000 umozliwia tatwa i szybka zmiane powigkszenia od skali makro do mikro, minimalizujgc ryzyko utraty
obiektu docelowego z pola widzenia.

Szybka zmiana powigekszenia za pomoca
przesuwanej koncowki obiektywu y

Do gtowicy mozna przytaczy¢ dwa obiektywy jednoczesnie, co Przedni obiektyw
umozliwia szybka zmiane powigkszenia poprzez przesuniecie . o o
obiektywu.

Tylny obiektyw

) o
I1|III|II|IIIIIJII.IIIIJIIIIIIJIIIII.IIIIII’

Btyskawiczna wymiana przystawki obiektywu

Obiektywy mozna szybko przetaczac i dobrac¢ powiekszenie,
ktdre jest najbardziej odpowiednie dla danej inspekcji. Informacie
0 powigkszeniu i polu obserwaciji aktualizujg sie automatycznie
PO wymianie obiektywu.

Przesun obiektyw, aby szybko zmieni¢ powigkszenie

Przystawka z jednym obiektywem Przystawka z dwoma obiektywam

- -

Jednoetapowa wymiana przystawki obiektywu

Szybki zmotoryzowany zoom optyczny

Pokretto konsoli umozliwia przyblizanie i oddalanie obrazu.
Gtowica zoomu optycznego obejmuje szeroki zakres
powiekszen przy uzyciu jednego obiektywu. Jest ona w petni
zmotoryzowana, co utatwia eliminacje typowych problemodw,
ktére moga wystepowac przy recznym ustawianiu powigkszenia.

T

¢

Pokretto

[

Jeden obiektyw umozliwia zoom do 10X.



Zmiana metody obserwacji i oSwietlenia za nacisnieciem przycisku

W przypadku niektérych mikroskopdw metody oswietlenia zalezg od wybranego obiektywu, a zmiana oswietlenia moze byc¢
czasochtonna. System DSX1000 sprawia, ze proces ten jest szybki, tatwy i prosty — wystarczy nacisnac¢ przycisk.

BF OBLIQUE DF MIX PO

Kontrast
Jasne pole Obserwacja Ciemne pole MIX Polaryzacja réznicowo-

ukosna interferencyjny

Prosta regulacja oswietlenia za pomoca pokretta

*Sposéb regulacji oswietlenia zalezy od metody obserwacii.

Intuicyjna konsola

Wielofunkcyjna konsola usprawnia prace. Na przyktad jednym kliknieciem mozna tatwo przechwytywac obrazy 2D lub 3D lub
przesuwac stolik w osiach XYZ.

Pokretto regulacii stolika Sruba mikrometryczna
Pokretto regulacji oswietlenia w osiach XY (regulacja w kierunku 2)

Przyciski funkcyjne, w tym
przechwytywanie obrazu 2D lub 3D, Przyciski do zmiany
sklejanie obrazéw i poprawa jakosci obrazu metody obserwaciji Pokretto regulacji jasnosci

12



Zintegrowane metody obserwacji MIX (BF+DF)

Swiatto jest emitowane z pierscienia
otaczajgcego soczewke

tatwe przetgczanie miedzy funkcjami obserwacji w jasnym polu
(BF), ciemnym polu (DF), obserwacja ukosna,
MIX (BF i DF), polaryzacjg prosta (PO), kontrastem réznicowo-

Polgczenie mozliwosci detekeji podczas obserwaciji w ciemnym

interferencyjnym (DIC) i wzmocnieniem kontrastu. Elastycznosé polu (DF) z dobra widocznoscig podczas obserwacii w

ta umozliwia swobodne przeprowadzanie praktycznie kazdej jasnym polu (BF) sprawia, Ze wykrycie zarysowari | wad, kidre
s trudne do zauwazenia podczas obserwacji za pomoca

konwencjonalnego mikroskopu, staje sie bardzo fatwe.

inspekcji mikroskopowej.

BF DF MIX
BF (Jasne pole) PO (polaryzacja)

Dobra do ptaskich prébek Przeznaczona do obiektow zatamujacych
Zadrapania sg widoczne w ciemnych kolorach na Swiatto

odblaskowych powierzchniach, dzieki czemu sie Metoda ta umozliwia obserwacjg obrazu w
wyrdzniajg. kontrascie i w kolorze w zaleznosci od wtasciwosci

polaryzacyjnych probki, dzieki dwém potozonym
prostopadle filtrom polaryzacyjnym.

OBQ (ukosna) DIC (kontrast roznicowo-interferencyjny)
Uwidocznienie nierownosci powierzchni Wizualizacja nieréwnosci powierzchni,
Metoda ta stuzy do uwidocznienia nieréwnosci czastek ciat obcych, zarysowan i innych
powierzchni poprzez o$wietlanie probki tylko z jednej wad na poziomie nanometrowym

strony. Metoda ta idealnie nadaje sig¢ do prébek o Metoda ta umozliwia wizualizacje nieréwnosci

nierownej lub pofatdowanej powierzchni oraz do

powierzchni na poziomie nanometrowym. Jest ona
obserwagcji $ladow cigcia.

idealna do inspekcji powierzchni wafli, folii, tasm ACF
wyswietlaczy LCD oraz szkta.

BE o

DF (ciemne pole)

Najlepsza do wykrywania zadrapan i Wyrazniejsze kontury probki
podobnych wad

Zwigkszenie kontrastu

Metoda ta zwieksza kontrast poprzez zwezenie

Powierzchnia prébki jest oswietlana ukosnie Swiattem przestony aperturowej elementu optycznego,
rozproszonym lub odbitym, co uwidacznia kurz, umozliwiajac ogladanie ostrych, wyrazistych obrazéw.
zadrapania i inne obiekty. Kurz i zadrapania sg Jasne czgsci wygladajg na jasniejsze, podczas gdy
widoczne w jasnych kolorach w polu widzenia. ciemne czesci wygladaja na ciemniejsze.




Minimalizacja ol$nienia

Adapter rozprasza swiatto, aby utatwi¢ eliminacje olsnienia i
przyciemnionych nachylonych powierzchni na prébkach na
przyktad w przypadku cylindrycznej powierzchni metalowe;.

Eliminacja odblaskow

Podczas obserwacji powierzchni folii lub przedmiotu przez
przezroczysty osrodek, taki jak szkto, czes¢ powierzchni moze
by¢ bardzo jasna. W celu eliminacji odblaskdw z adapterem
uzywana jest optyczna ptytka polaryzacyjna.

Szybkie przechwytywanie obrazéw o
wysokiej rozdzielczosci

Zaawansowane algorytmy mikroskopu umozliwiajg szybkie
przechwytywanie obrazéw 3D za nacisnieciem przycisku.

Obraz 3D

Maksymalnie
wyostrzony obraz

Panoramiczne obrazy z automatycznym
sklejaniem

Przechwytywanie obrazéw 3D na duzym obszarze w widoku
panoramicznym. £gaczenie serii ostrych obrazéw w celu
obserwacii prébki poza polem widzenia mikroskopu.

Bez adaptera

Z adapterem

Bez adaptera

Uzyskanie obrazu pola widzenia o wysokiej jakosci poprzez potaczenie obrazéw

Obraz panoramiczny

14
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Wysoka wiarygodnos¢ wynikow przy gwarantowanej”
Doktadnosc | precyzja

Telecentryczny uktad optyczny mikroskopu umozliwia wykonywanie pomiaréw z bardzo duzg precyzja, a gwarancja doktadnosci i
precyzji sprzyja wiarygodnosci uzyskiwanych wynikow.

*W celu zagwarantowania doktadnosci XY prace kalibracyjne musza by¢ wykonywane przez technika serwisu
firmy Olympus



Gwarantowana precyzja pomiarow

Wiarygodnos$é wynikow

Wiele mikroskopow cyfrowych i optycznych ogdlnego zastosowania nie gwarantuje precyzji.

Konwencjonalny pomiar reczny DSX1000 zapewnia doktadnos¢ pomiaréw

HHHHH

10 um

Precyzyjna wartosé

DSX1000

Twoje wyniki sg wiarygodne dzieki gwarantowanej precyzji pomiaréw.

Kalibracja w miejscu inspekciji

Nawet jesli precyzja pomiardw mikroskopu byta gwarantowana w momencie wysytki, moze ulec zmianie po instalacji

Zwykle mikroskop nie ma certyfikatu kalibragcji DSX1000 z certyfikatem kalibracii

DSX1000 Niezawodno$é wynikéw dzieki kalibracji w miejscu inspekciji.

16



Wysoka precyzja pomiarow

Podczas obrazowania wysokich prébek za pomoca konwencjonalnego mikroskopu moze wystgpic efekt konwergencji, podczas
ktérego rozmiar obiektu moze wydawac sie rézny w zaleznosci od punktu ogniskowania. Efekt ten utrudnia wykonanie dokfadnych
pomiaréw. Telecentryczny uktad optyczny systemu DSX1000 eliminuje to zjawisko, zwiekszajgc doktadnosé pomiardw. System
DSX1000 idealnie nadaje sie do wykonywania pomiaréw o wysokiej precyzj.

DSX1000
(telecentryczny uktad optyczny)

Konwencjonalny mikroskop cyfrowy
(nietelecentryczny uktad optyczny)

Rozmiar obiektu rézni sie miedzy prawa a lewag
krawedzig jednego pola widzenia.

Taki sam rozmiar obiektu miedzy prawa a lewa
krawedzig jednego pola widzenia.

Czym jest telecentryczny ukiad optyczny?

Obiektywy telecentryczne zapewniaja takg sama jasnos¢ w centrum oraz na krawedziach pola widzenia. W przypadku
obiektywow telecentrycznych rozmiar obrazu (powigkszenie) nie zmienia sie, nawet jesli probka przesuwa sie w osi
pionowej podczas regulacji ostrosci. Taki system optyczny umozliwia przechwytywanie obrazu catej probki zwrdconej
do gdry, co zwieksza precyzje pomiaru.

Nietelecentryczny uktad optyczny ) Telecentryczny uktad optyczny

Wyniki moga sie rozni¢ podczas pomiaru odlegtosci migdzy dwoma
punktami na obrazach powyzej i ponizej poziomu ostrosci.

Wynik uzyskiwany na podstawie obrazéw powyzej i ponizej poziomu
ostrosci jest taki sam.

! Zwykly obiektyw Obiektyw telecentryczny

Podczas pracy z obiektywem

telecentrycznym nie wystepuje
problem ,ukrycia” powierzchni ze

Podczas pracy ze zwyktym obiektywem
powierzchnia docelowa moze by¢
czesciowo niewidoczna ze wzgledu na

17

nieréwnosci.

Obrazy maja
rézny rozmiar.

Ponizej poziomu ostrosci

wzgledu na nieréwnosci.

Rozmiar obrazu
jest taki sam.

Ponizej poziomu ostrosci



Gwarantowana doktadnos¢ i powtarzalnosé

Dokfadnos¢ i powtarzalnos¢ we wszystkich powigkszeniach
zapewnia wysoka wiarygodnosé wynikow.

D
——————Sx Powtarzalnos¢
. Powtarzalnosc i
v ‘2
Obiekt pomiarowy: standardowa podziatka [1,00]mm \ doktadnoscé
Liczba pomiaréw Wynik pomiaru
2 1,02 mm
3 0,99 mm /
- T -
4 1,01 mm
5 1,0 mm Doktadnosc¢
=~ \\‘:// Ze,
7 0,99 mm ,‘-.__\\:‘:._/_//
| » o ilac-vrA [
Liczba pomiaréw Srednia wartosé Z T u
e JAB
7 1,00 mMm — g Calibration

RCLOOS10

*Aby byto mozliwe wydanie certyfikatu, kalibracje musi przeprowadzi¢ serwis firmy Olympus.
eFirma Olympus wydaje certyfikat kalibracji zgodny z ILAC-MRA, uwierzytelniony przez akredytowane agencje.

Gwarantowana wydajnos¢ pomiaréw w srodowisku roboczym

Po zakupie systemu DSX1000 technik wykona kalibracje w Wiele roznych certyfikatow
miejscu, do ktdrego zostanie dostarczony mikroskop, aby

zagwarantowac taki sam poziom precyzji, jak w momencie R
wysytki systemu z fabryki. -

DIEX100) Tracaabébny Suatam

b Sandard Calibration Certilicate

Utrzymywanie precyzji pomiaréow

Aby jeszcze bardziej ograniczy¢
wahania precyzji pomiardw,
nalezy kalibrowac soczewki
obiektywdw i zoom. Zwykle jest
to proces czasochtonny, ale
funkcja automatycznej kalibraciji
znacznie go przyspiesza i utatwia.

-

m
ot}

Prdébka kalibracyjna

18



19

Bogata funkcjonalnos¢ pomaga w uzyskiwaniu
doskonatych wynikow

Ptynne obrazowanie na zywo przy 60 kl./s
Czestosé klatek

Dzieki tej samej technologii, ktdra stosowana jest w cyfrowych
lustrzankach jednoobiektywowych wysokiej klasy, system
DSX1000 umozliwia ptynne obrazowanie z czestoscig 60 klatek
na sekunde (kl./s). Obrazy zachowujg ostro$¢ nawet podczas
przesuwania probki.

Wysoka rozdzielczos¢ obrazowania w celu doskonatego odwzorowania koloréw

Dzieki wbudowanemu w kamere trybowi 3SCMOS mozliwe jest uzyskanie obrazéw o wysokiej rozdzielczosci z doskonatym
odwzorowaniem koloréw w pliku 0 matym rozmiarze.

1 2 Przesuniecie do obrazu po prawej

—

3 Przesuniecie do obrazu po lewej, na dole 4 Przesunigcie do kolejnego obrazu po prawej

ESPEESR o
T rrrr I rrrr)
‘I rrrrk S rrrr;
rrrrry I rrrr
rrrrry g rrrrr
rFPFPFOn a4 4 4 d
EEEEER L N N N NN N

System DSX1000 umozliwia uzyskiwanie obrazéw o jakosci typowej dla aparatow
i kamer z trzema ptytkami separacyjnymi, przechwytujac kolejne obrazy po
zmianie pofozenia matrycy.

Ostre obrazy w matym powiekszeniu bez flary Podglad obrazéw z 6 metod obserwacji

Brak trybu 3CMOS Z trybem 3CMOS

Zaawansowany uktad optyczny mikroskopu eliminuje flary Mozliwe jest btyskawicznie wyswietlanie obrazéw probki
soczewek, ktére czesto pojawiajg sie przy obrazach w matym przechwyconych za pomoca 6 réznych metod obserwacji —
powiekszeniu, zapewniajac ostros¢ obrazéw. za jednym kliknieciem. Po wybraniu najlepszego obrazu probki

ustawienie zostanie automatycznie skonfigurowane w celu
wykorzystania pemi mozliwosci danej metody obserwacii.

DSX1000

Hest mage




Pobieranie optymalnych warunkow
obserwaciji

Podczas przechwytywania obrazu wraz z obrazem rejestrowane
sg informacje 0 warunkach obserwaciji. Warunkéw tych mozna
uzy¢ ponownie, Klikajgc obraz, co utatwia prowadzenie obserwacii
w tych samych warunkach i z tymi samymi ustawieniami.

Prébka A

Prébka A

)

_ o=a
Prébka Probka
podobna do podobna do
probki A probki A

Warunki akwizycji sg zapisywane z
kazdym obrazem. Do zatadowania tych
warunkow wystarczy jedno klikniecie.

)

Szybkie pobieranie
warunkow akwizycji
obrazéw w celu

usprawnienia analizy.

Szeroka gama pomiarow

System nie tylko obstuguje pomiary cech 2D, takie jak
szerokosc¢ linii, powierzchnia, kat i Srednica, ale moze réwniez
mierzy¢ wysokoscé, objetosé, pole przekroju i inne wiasciwosci
wymagane do pomiarow 3D.

Zaawansowane oprogramowanie do
analizy obrazow

Oprogramowanie do analizy obrazéw OLYMPUS Stream utatwia
specjalistyczng analize, takg jak pomiar ziarnistosci. Dostepne
jest rowniez oprogramowanie OLS5000-BWS, ktore zwicksza
wydajnosc¢ inspekcji na kazdym etapie, od akwizycji danych do
raportowania wynikow.

Minimalizacja efektu halo

Funkcja HDR taczy wiele zdje¢ zarejestrowanych przy réznych
ekspozycjach, aby uwidoczni¢ drobne struktury w jasnych

i ciemnych obszarach, usuwajgc jednoczesnie efekt halo i
odblaski z prébek odbijajgcych swiatto.

Pomiar chropowatosci powierzchni

Uzyskanie obrazu powierzchni jest bardzo fatwe, dzieki
ilosciowemu pomiarowi chropowatosci linii i powierzchni za
pomoca parametrow Ra i Rz.

B SA—S

Sa 21.104 (um Sak 0.531
Sk 1.996 Sp 46.136 [um]
v 28.662 (um] Sz 74.798 [um]

Sa 18.311 (um)

Elastyczne raporty wywotywane jednym
kliknieciem

Mozliwe jest szybkie raportowanie wynikow w wybranym
formacie. Narzedzie obstuguje formaty Excel, PDF i RTF oraz

formaty specyficzne dla systemdéw DSX. Raport mozna réwniez
dostosowac do zgdanego formatu.
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Przemyst motoryzacyjny

Obserwacja obcych substancji na powierzchni polakierowanych
karoserii samochodowych w celu identyfikacji zrodta
zanieczyszczenia

Lakierowane nadwozie
samochodowe

ROYAWIEEVA-Tal[B  \VyraZne szczegdty obiektu przy tym samym powigkszeniu.

W przypadku korzystania z konwencjonalnego obiektywu (1700X) probka jest Wykrywanie obcych substancji dzigki wyraZznej wizualizacji — nawet
rozmazana pecherzykéw powietrza (DSX1000, 1700X)

Obserwacja przekroju zeber chtodnicy w celu znalezienia wad spawalniczych

Przekroj
zeber chtodnicy

W przypadku niektdrych systemow wybodr najlepszej metody obserwaciji dla danej probki moze zajmowac

Rozwazame duzo czasu. W systemie DSX1000 mozna wybiera¢ metode obserwacji za nacisnieciem przycisku.

57
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W przypadku korzystania z konwencjonalnego obiektywu (1700X) prébka jest Polaryzowana obserwacja za pomoca systemu DSX1000 (300X) umozliwia
rozmazana doktadne zobrazowanie ztuszczenia spoiny



Obserwacja popekanej metalowej powierzchni w celu okreslenia
przyczyny uszkodzen

Popekana metalowa powierzchnia

Obserwacie rozlegtego obszaru mozna wykonac¢ w duzym powiekszeniu przy uzyciu funkcji sklejania obrazéw,
Rozwiazanie ale w niektorych konwencjonalnych systemach granice sklejonych obrazéw pozostajg widoczne. Ulepszony
algorytm sklejania w systemie DSX1000 zapewnia uzyskiwanie wyraznych obrazéw bez widocznych granic.

Obraz sklejony 2 x 2 (1000X)

Obserwacja duzych obiektow bez ol$nienia

Koricéwka wiertta

Podczas obserwacji duzych obiektdw tréjwymiarowych jasnosé moze by¢ nieréwnomierna, co utrudnia
obserwacje catego obrazu probki. Za pomocag mikroskopu DSX1000 mozna uzyska¢ wyrazne obrazy duzych
obiektéw, bez oldnienia.

Rozwigzanie

Nieréwnomierna jasnos¢ podczas uzywania konwencjonalnego obiektywu (24X) Ptaskie oswietlenie utatwia obserwacije (24X) uszkodzonego obszaru za pomoca
sprawia, ze trudno zauwazy¢ uszkodzony obszar systemu DSX1000
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Elektronika

Pomiar wyszczerbienia uktadu scalonego (IC) w celu okreslenia
przyczyny usterki

Wafel uktadu scalonego przed podzieleniem na kostki

Nie kazdy mikroskop cyfrowy gwarantuje doktadnos¢ i powtarzalno$¢ pomiardw przy wszystkich
Rozwiazanie powigkszeniach. Wyniki pomiardw wykonywanych za pomocg systemu DSX1000 sg wiarygodne, poniewaz
gwarantowana jest ich doktadnosc¢ i powtarzalnosc.

Obraz wykonany metoda kontrastu réznicowo-interferencyjnego (DIC) (2500X), wyraznie widoczna wyszczerbiona krawedz

Kontrola powierzchni kondensatora wielowarstwowego pod katem
wad i pomiar zewnetrznego wymiaru

Podtoze IC

Odblaski miedzy kondensatorem a dielektrykiem utrudniaja obserwacije catej powierzchni za pomoca
RloyAViEv4s1allcl konwencjonalnego mikroskopu cyfrowego. Za pomocg systemu DSX1000 mozna szybko wybra¢ odpowiednig
metode obserwacji, aby uzyskac najlepszy obraz.

Jednoczes$nie mozna prowadzi¢ obserwacje w jasnym polu (1500X), obserwacje powierzchni oraz pomiar wymiaru
zewnetrznego
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Inne zastosowania analizy

Analiza charakterystycznych cech i wad na przekrojach
materiatdw metalowych

Wypolerowana prébka
System DSX1000 uzywany z oprogramowaniem OLYMPUS Stream umozliwia przechwytywanie catkowicie

Rozwiazanie wyostrzonego obrazu probki niezaleznie od nieréwnosci lub pochyleri na wypolerowanej powierzchni.
Eliminuje to koniecznos¢ ponownego polerowania probki, co zmniejsza naktad pracy i skraca czas inspekdiji.
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W przypadku korzystania z konwencjonalnego obiektywu (100X) probka jest tylko W przypadku korzystania z obiektywu systemu DSX1000 (100X) cata probka jest
czesciowo ostra wyostrzona, bez wzgledu na nieréwnosci powierzchni

Analiza wtokien szklanych i zywicy na przekroju
laminatu szklano-epoksydowego ptytki obwodu drukowanego

Pltytka obwodu drukowanego

Laminat szklano-epoksydowy ma nieréwng powierzchnie z powodu wytrawiania, co utrudnia ustawienie
Rozwigzanie ostrosci. Giebia ostrosci i rozdzielczos¢ obiektywow systemu DSX1000 umozliwia uzyskanie ostrych obrazéw
wzdtuz catego przekroju poprzecznego.

Obserwacja w ciemnym polu (700X), wyraZnie widoczne poszczegodlne widkna szklane
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Gama produktow

Model

Funkcja / Korzy$¢ dla klienta

Standardowe | Mikroskop ze

wyposazenie

Opcja

zmotoryzowang
glowicg do
zoomu

Rama
mikroskopu

Stolik

Konsola

Obiektywy*

Inne

Uniwersalna glowica do zoomu
*DIC : kontrast réznicowo-
interferencyjny
*Zwiekszenie gtebi ostrosci
*Tryb wysokiej rozdzielczosci
3CMOS

Standardowa gtowica do zoomu
optycznego

Metoda obserwaciji
BF  :jasne pole
DF  :ciemne pole
OB :obserwacja ukosna

MIX :MIX
POL :w $wietle
spolaryzowanym

Rama pochylana (+90°)
Rama pionowa

Stolik zmotoryzowany w osiach
XY z mozliwoscig obrotu (+90°)

Stolik zmotoryzowany w osiach XY

Stolik z mozliwo$cia recznego
przesuwania w osiach XY

Obiektyw o wyjatkowo duzej
odlegtosci roboczej

Obiektyw o duzej odlegtosci roboczej
Obiektyw UIS2

Oprogramowanie aplikacji
Prébka kalibracyjna

Sterownik PC/Monitor

Swiatlo przechodzace

Adapter

Oprogramowanie

Inne

Adapter rozproszeniowy
Adapter eliminujgcy odblaski
Pomiar wykrywajacy krawedzie

Analiza czastek

Etui na obiektywy

Model podstawowy

Podstawowe funkcje
i tatwa obstuga

Model pochylany

Zalecany do analizy probek o
nieregularnych
ksztattach

‘Mode\ 0 wysokiej rozdzielczosci

Obrazy o wysokigj
rozdzielczosci do
zaawansowanej analizy

*Patrz gama obiektywow na stronach 27-28

Oooo oo
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Model wysokiej klasy

Analiza réznychtypdw probek

przy uzyciu wielu metod

obserwacji
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@ : Standard []: Opcja
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Schemat systemu

Universal zoom head
DSX10-UzH

Objective

Super long working

Super long working

Standard zoom head
4 DSX10-SZH

distance objective lens distance objective lens
DSX10-SXLOB1X DSX10-SXLOB3X
DSX10-SXLOB10X

@ for XLOB

Lens attachment for UIS

E = (Three pieces as one set)
)

Lens attachment

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: (Two pieces as one set] DSX10-LAUIS :
DSX10-LAXL
1 1
' S [ ] ] , ‘
' Long working Adapter '
1 distance objective lens UIS2 objective lens = BD-M-AD 1
' DSX10-XLOB3X MPLFLN5XBDP '
, DSX10-XLOB10X MPLFLN10XBDP ,
' DSX10-XLOB20X MPLFLN20XBDP UIS2 objective lens 1
' DSX10-XLOB40X MPLFLN50XBDP MPLAPON50X '
: LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X :
! LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X 1
1 LMPLFLN50XBD 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 — 1
' [ ] [ ] [ ] '
1 1
1 1
1 1
' — = % — '
1 X P . L " L Storage case 1
1 Polarized illumination adaptor  Diffused illumination adaptor Diffused illumination adaptor DSX10-LC 1
1 for DSX10-SXLOBX for DSX10-SXLOB1X/10X for DSX10-SXLOB3X (Three pieces of lens attachments) 1
: DSX10-POAD DSX10-DIAD1X10X DSX10-DIAD3X P :
1 1
g .
P i e e .
1 1
1 Stage '
1 1
1 1
: E Adaptor for manual stage :
Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD

, L XY stage LT DSX10-MTS !
' DSX10-RMTS '
' Manual stage !
: U-SIC4R2 !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Wafer holder plate 1
: | U-wHP2 Stage plate :
! | U-MSSP4 !
1 1
1 1
, ”? Rotatable wafer holder ,
' %A BH2-WHR43 '
1 1
1 1
1 1
1 1
g M
R el e e e - L .

. 1
: Microscope Control box 1
' frame !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
: 0 Tilting frame Upright frame :
' DSX10-TF DSX10-UF '
' ° - :
1 Control box !
' 4 g DSX10-CB !
1 1
1 1
1 1
1 1

[l

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

Calibration sample
DSX-CALS-HR

Console
DSX10-CSL

L =D

Basic software
DSX10-BSW

—3
——

(Optional software)

Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM

Particle analysis software
DSX10-ASW-PAM

PC Display monitor
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Obiektywy

Obiektyw o wyjatkowo
duzej odlegtosci roboczej

® Zapewnia duzg odlegtos¢ roboczg
miedzy obiektywem a probka

Obiektyw o duzej rozdzielczosci i duzej

odlegtosci roboczej

@ Zapewnia wysokag ;
rozdzielczosé i duzg
odlegtoéé robocza ¥ ' h

Wysokowydajny obiektyw z duzg apertura
numeryczng (NA)
@ Zapewnia wysoka wydajnos¢ w skali nano

Powiekszenie na monitorze 20X

Model obiektywu

20 - 140X

DSX10-SXLOB1X

DSX10-SXLOB3X

DSX10-SXLOB10X

DSX10-XLOB3X

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

MPLFLN1.25X

MPLFLN2.5X

MPLFLNSXBDP

MPLFLN10XBDP

MPLFLN20XBDP

MPLFLN50XBDP

MPLAPONS50X

LMPLFLN10XBD

LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD

100X 200X

140 - 1400X

22,5-175X
37,5-350X




500X 1000X 2000X 5000X

140 - 1400X

140 - 1400X

280 - 2800X

560 - 5600X

140 - 1400X

280 - 2800X

700 - 7000X

700 - 7000X

140 - 1400X

280 - 2800X

700 - 7000X

*Obiektywy DSX10-SXLOBH1, 3, 10X i DSX10-XLOB3X nie obstuguja obserwacji PO.

7000X

Cigfggzé Pole widzenia
(mm) ()
51,7 0,03 19200 -2 740
66,1 0,09 9100-910
41,1 0,20 2740 -270
30,0 0,09 9100-910
30,0 0,30 2740 -270
20,0 0,40 1370-140
4,5 0,80 690 - 70
3,5 0,04 17 100-2 190
10,7 0,08 10200 -1 100
12,0 0,15 5480 - 550
6,5 0,25 2740 -270
3,0 0,40 1370-140
1,0 0,75 550 - 55
0,35 0,95 550 - 55
10,0 0,25 2740-270
12,0 0,40 1370-140
10,6 0,50 550 - 55

*Obiektyw MPLAPONSO0X nie obstuguje obserwaciji DF i MIX.
*Obiektywy MPLFLN1.25, 2,5X obstuguja obserwacje BF i OBQ.
*Pole widzenia: przy wspodtczynniku ksztattu 1:1 (przy domysinej wartosci fabrycznej)

System obrobki obiektywow firmy Olympus
Firma Olympus opracowata automatyczny system obrdbki obiektywdw,
aby wytwarza¢ uktady optyczne o najwyzszej jakosci. Umozliwia

on obrébke wysokoprecyzyjnych obiektywdw o grubosci zaledwie
1/10 000 mm.

Medal Yellow Ribbon za zaawansowany program
rozwoju inzynierow firmy Olympus

W 2018 roku firma Olympus otrzymata medal Yellow Ribbon za

opracowanie zaawansowanej metody obrobki wysokoprecyzyjnych
obiektywdw o grubosci do 2 pm. W ramach tego programu starsi
inzynierowie byli mentorami mtodszych i przekazywali im informacije
dotyczace kunsztu i technologii produkcji soczewek.
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Specyfikacja

Dane techniczne modutu gtéwnego

DSX10-SzH DSX10-UzH

Uktad optyczny

Telecentryczny uktad optyczny

Zoom

10X (ruch zmotoryzowany)

Metoda zmiany zoomu

Ruch zmotoryzowany

Kalibracja

Automatyczna

Uktad optyczny

Przystawki obiektywu

Szybko wymienialne, kodowane przystawki obiektywu
zawierajg i automatycznie aktualizujg informacje o powigkszeniu i polu obserwaciji

Maksymalne powigkszenie catkowite (na monitorze) 7000X
Odlegtosé robocza (W.D.) 66,1-0,35 mm
Dokiadnosé i powtarzalnosé | Dokladnose™ 3%
(ptaszezyzna X-Y) Powtarzalnosc¢ 3 on-1 2%
Powtarzalnosé (0$ 2)™ Powtarzalnos¢ o, 1pm

Matryca obrazujaca

1/1,2 cala, 2,35 miliona pikseli, kolorowa CMOS

Chtodzenie Za pomocg ogniwa Peltiera
Czestosé klatek 60 kl./s (maksymalnie)
Kamera
Tryb normalny 1200 x 1200 (1:1) / 1600 x 1200 (4:3)
Tryb dokfadny Niedostepny 1200 x 1200 (1: 1) /1600 x 1200 (4: 3)
Tryb superdoktadny Niedostepny 3600 x 3600 (1: 1) /4 800 x 3 600 (4: 3)
O Zrédio $wiatta kolorowego LED
tlenie
Trwatos$¢ uzytkowa 60 000 h (wartos¢ projektowa)
BF (jasne pole) Standardowe
OBQ (ukosna) Standardowe
. Standardowe
DF (ciemne pole) Pierscien LED podzielony na cztery segmenty
MIX (jasne i ciemne pole) Standardawe
. Jednoczesna obserwacja BF + DF
Obserwacja
PO (polaryzacja) Standardowe
DIC (kontrast réznicowo-interferencyjny) Niedostepny | Standardowe
Zwigkszenie kontrastu Standardowe
Zwigkszenie gtebi ostrosci Niedostepny | Standardowe
Swiatto przechodzace Standard™®
Regulacia Ogniskowanie Ruch zmotoryzowany
ostrosai

Zakres ruchu

101 mm (ruch zmotoryzowany)

*1 Wymagana jest kalibracja przez serwis firmy Olympus lub dealera. W celu zagwarantowania doktadnosci XY wymagana jest kalibracja za pomocg DSX-CALS-HR (prébka
kalibracyjna). *2 W przypadku uzycia obiektywu 20X lub z wyzszym powiekszeniem. *3 Wymagany jest opcjonalny element DSX10-ILT.

Obiektyw DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uls2
Maksymalna wysoko$c¢ probki 50 mm 115 mm 145 mm
Maksymalna wysoko$¢ probki 50 mm
(do obserwaciji pod dowolnym katem)
Soczewka Odlegtosé parafokalna 140 mm 75 mm 45 mm
obiektywu
Przystawki obiektywu Zintegrowane z obiektywem Dostgpny
Powiekszenie catkowite 20X-1400X 42X-5600X 23X —7 000X
Rzeczywiste pole obserwacii 19200 pm-270 pm 9100 pm-70 pm 17 100 pm-50 pm
Adapter rozproszeniowy (opcja) Dostepny Niedostgpny
Adapter
Adapter eliminujacy odblaski (opcja) Dostepny Niedostepny
Przystawki ) . . o . Maks. 1 sztuka (przystawka jest .
obiektywu Liczba obiektywéw mozliwa do podtgczenia Zintegrowana z soczewka) Maks. 2 sztuki

Etui na obiektyw

Miesci trzy przystawki obiektywu

*4 Catkowite powiekszenie w przypadku uzywania MPLFLN1.25X

Stolik DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Stolik XY: zmotoryzowany / reczny Ruch zmotoryzowany (z funkcja obrotu) Ruch zmotoryzowany Reczny
W trybie priorytetu dla ruchu liniowego: 100 mm x 100 mm
Zakresy ruchu XY W trybie priorytetu dla obrotu: 50 mmx 50 mm 100 x 100 mm 100 x 105 mm
Stolik W trybie priorytetu dla ruchu liniowego: +20°W ’
Kat obrotu trybie priorytetu dla obrotu: +90° Niedostepny
Wyswietlanie kata obrotu GRAFICZNY INTERFEJS UZYTKOWNIKA Niedostepny
Maksymalne obciazenie 5 kg (11 funtéw) 1 kg (2,2 funta)
Rama DSX-UF DSX-TF Wyswietlacz 23-calowy ptaski wyswietlacz panelowy
Zakres ruchu w osi Z 50 mm (ruch reczny) Rozdzielczos¢ 1920 (pozioma) x 1080 (pionowa)
Obserwacja przy pochyleniu Niedostepny +90°
Wyswietlanie kata Niedosteon GRAFICZNY INTERFEJS
pochylenia ePny UZYTKOWNIKA
Metoda zmiany kata pochylenia Niedostepny Reczna, uchwyt do unieruchamiania i zwalniania

Razem dla systemu

System z ramg pionowa

System z rama pochylana

Masa (rama, gtowica, stolik zmotoryzowany, wyswietlacz i konsola)

43,7 kg (96,3 funta) 46,7 kg (103 funty)

Pobdér mocy

100-120 V/220-240V, 1,1/0,564 A, 50/60 Hz




Rozwigzania niestandardowe

Rozszerzone mozliwosci inspekciji

Precyzja i tatwos¢ obstugi mikroskopu cyfrowego DSX1000 sprawiajg, ze jest on wygodnym narzedziem do wielu inspekcji
przemystowych, a jego opcje dostosowywania dodatkowo zwiekszajg elastycznosc¢ pracy. Inspekcje rzadko przebiegaja w
standardowy sposoéb, a dostosowany do potrzeb uzytkownika mikroskop DSX1000 zapewnia mozliwosci wymagane do danego
zastosowania i procedury.

Wiecej niz standard

¢ Wieksze stoliki dla duzych i ciezkich probek

¢ Wiecej migjsca na wysokie probki bez utraty jakosci obrazu
e Dodatkowe tryby obserwacji np. metoda fluorescencyjna
* Wiele innych opcji dostosowywania

Aby dowiedzie¢ sig, w jaki sposéb niestandardowe rozwigzania DSX1000 utatwiaja prace, skontaktuj sie z nami:

www.olympus-ims.com/contact-us
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www.olympus-ims.com

® Firma OLYMPUS CORPORATION posiada certyfikat 1SO14001.
] Flrma OLYMPUS CORPORATION p05|ada certyfikat 1ISO9001.

nazwy sa i znakami ymi i/lub znakami
. C. 1arakter y dzi ia i inne wartoscl opisane w tresci tej broszury bazujg na wiedzy firmy Olympus wedtug stanu na wrzesien 2017 roku i moga ulec
zmianie bez powiadomienia.
* Gwarancja doktadnosci, o ktérej mowa w tresci niniejszej broszury, zalezy od warunkéw ustalonych przez firme Olympus. Szczegétowe informacije zawiera Instrukcja
obstugi.
* Ekrany monitoréw ych iajg obrazy
* Mozliwe sg zmiany danych i 1i wygladu i bez $niej i ienia. Zmiany takie nie rodza zadnych i i po stronie pi
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